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10新規歯科用樹脂材料及び
歯科模型材料の開発

株式会社ニッシン ／京都市産業技術研究所　高分子系チーム

　当社は，歯科大学等の教育機関向けの教育用模型（ソフト含む）や患
者様の口腔内を治療・修復する歯科医院，歯科技工所向けの歯科材料
等の開発，製造，販売を事業としています。今，デジタル技術を利用
した先端歯科治療，高齢者医療に関わるオーラルフレイルの予防，そ
して歯と骨の再生医療と歯科治療技術の進展は目まぐるしい。京都市
産技研の支援を頂き，歯科医療の向上に向けた教育支援や進展する歯
科技術に対応する材料を提供する事が当社の使命です。

【企業概要】　企 業 名　 株式会社ニッシン　
　　　　　　所 在 地　 京都市南区唐橋平垣町8番地
　　　　　　電　    話　 0771-22-5534
　　　　　　Ｕ Ｒ Ｌ　 http://www.nissin-dental.jp/
　　　　　　事業内容　 歯科材料・歯科模型・歯科教育関係商品・ネイル関係商品の製造販売

知恵産業融合センター

成果事例紹介
　知恵産業融合センターでは，京都市産技研の技術支援により試作，
製品化に至った事例や「知恵産業」をキーワードとする「伝統技術と先
端技術の融合」や新たな「気づき」による新技術・新製品開発に繋がっ
た事例を成果事例集に取りまとめて，広くPRしています。京都市産技
研との共同開発により実用化に至った事例をご紹介します。 

平成
28年度
認定企業

事業概要 成果物と今後の事業展開
●歯科実習用模型や歯科説明用模型には，現在様々
な材質が応用されており，熱可塑性樹脂を主原
料とした様々な歯科実習分野に適した新規歯科
模型材料の検討を行い，生産性・機能性・品質
安定性に優れた模型材料，あるいは模型複合材
料の開発を行っています。今後，熱可塑性樹脂
にフィラー（充填剤）をコンパウンド（混合，複合）
することにより，より付加価値を高めた歯科実
習用模型等を歯科医師，歯科技工士，歯科衛生
士に提供することができ，歯科教育分野への技
術貢献が期待できます。

産業技術研究所との関わり
●熱可塑性樹脂コンパウンドの技術指導
●新規製品への材料開発支援
●京都市産業技術研究所との共同研究の実施（平
成24年度）

●熱可塑性樹脂にフィラーのコンパウンドを行う
ことによる樹脂材料の高剛性化

●熱可塑性樹脂を材料として採用することによる
量産性の向上

●製品への材料展開を行い，全世界の歯科教育機
関への販売を進めていく。

●付加価値の高い歯科実習用模型の歯科医療関連
学生への提供が期待される。

株式会社ニッシン
取締役
   佐々木  裕之  氏

11

機 器・施 設 紹 介

　本装置は，内部観察領域から様々な情報を観察，分
析，解析できることが大きな特長であり，金属，半導
体，高分子，セラミックスなど多くの分野における基
礎研究をはじめ，新製品の開発やその評価などに幅広
く利用することができます。
担当：金属系，表面処理，窯業系，高分子系チーム

　電子顕微鏡は大きく分けて走査型と透過型の２種類
が あ り ま す。走 査 型 電 子 顕 微 鏡（ＳＥＭ：Scanning 
Electron Microscope）は細く絞った電子線を試料表面
で走査させ，その２次電子や反射電子を検出器で検知
して表面構造観察が可能となります。
　一方，「透過型電子顕微鏡」（ＴＥＭ：Transmission 
Electron Microscope）は，電子線を試料に透過させ，
その透過電子，散乱電子を検知することで，１）試料
の内部構造観察，２）電子状態観察，３）高い分解能
での内部構造観察が可能となります。
　今回設置した電界放出形透過型電子顕微鏡は，高輝
度で高い干渉性，安定度の電子線が得られるショット
キータイプの電界放出形電子銃を搭載しており，その
観察倍率は，数十μｍサイズの観察（数百倍）からサ
ブnmの原子配列構造観察（数百万倍）までが可能です。
さらに，エネルギー分散型Ｘ線分光装置（ＥＤＳ）を
搭載し，観察領域に含まれる元素の分析や状態解析ま
でもが可能になります。

　平成28年度（財）ＪＫＡ機械工業振興補助事業（競輪
補助事業）により機械金属，電子電機業界の振興を図
るため，金属材料を中心とした各種工業材料及び工業
製品のナノメータレベルでの評価技術の高度化を目的
とした機械を設置しました。

電界放出形透過型電子顕微鏡の外観

電界放出形透過型電子顕微鏡
（FETEM： Field Emission Transmission Electron Microscope）

～ナノメータレベルでの観察，分析，解析が可能！～

電界放出形透過型電子顕微鏡
商品名：電界放出形透過型電子顕微鏡
　　　　JEM-2100F　  　　  【日本電子（株）】

電子顕微鏡

機器の用途

機器の仕様概要
●分解能
　ＴＥＭ粒子像分解能：0.23 nm
　ＴＥＭ格子像分解能：0.10 nm
　ＳＴＥＭ暗視野格子像分解能：0.2 nm
●加速電圧
　160kV，200kV（最小可変幅50Ｖ）
●ＥＤＳ検出器
　Dry SD 60GV（60mm２）

※１μｍ＝0.001mm
　１nm＝0.001μｍ


